第25回　L-band RF電子銃開発グループ会合

日程：2010年10月26日(火曜日）

時間:　13時30分より

接続: ビデオ（52869) + WEBEX

出席者：早野、高富、高橋(義)、杉山（KEK会場）、加藤、杉本、川瀬（大阪会場）、飯島、栗木（広島会場）

◯加藤氏(磯山先生代理）より、CuのPdロウ付け試験について報告があった.

真空封止という観点からは、容積にして100％相当程度のロウ材をしこめばいいとわかったが、空洞内外への浸みだし部分を評価して最終的なロウの量を決めたい。膜厚計を用いて浸みだし量を求めることを計画している。

◯早野先生より、空洞洗浄について報告があった。

第一回目のFNAL空洞のRFプロセスにおいて、暗電流が高いことが確認された。DESYの経験からドライアイスクリーニングが暗電流低減に有効なことがわかっているが、STFでは超伝導空洞で実績のある 1) 界面活性剤による洗浄, 2) 超音波洗浄, 3) 拭き取り、という手順を試す予定。IWLCではD. Reshcke氏がDESYでのドライアイス洗浄について報告していた。

Q:現在のFNAL空洞は加工後の表面処理は？

A:純水洗浄をしている.

次回ミーティングは11月30日（火曜）　13時30分より

（その後の調整により、次回ミーティングは12月8日（火曜）　13時30分より）

文責：栗木　　　

